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【背景・目的】ダイヤモンド中窒素空孔中心（NVセンター）は、室温大気圧下で動作する高感度量子セ

ンサとしての応用が期待されている [1]。NV センターを用いた磁場センシングでは、NV センターを構成

する Nと Vの並ぶ方向(配向方向)の揃った高配向率 NVセンターを生成することが重要である。近年、

我々の研究グループでは、微細加工を施した(100)ダイヤモンド基板上で化学気相成長(CVD)を行い、ダ

イヤモンド薄膜を成長させることで、配向方向の選択可能な高配向 NVセンターの生成に成功した [2]。さ

らに我々は、Ni異方性エッチング [3]を新たに導入し、{111}面逆ピラミッド型構造を有する(100)基板上に

CVD成長をすることで、従来よりも高い配向率を有する NVセンターを(100)基板上に生成することに成

功した [4]。しかし、低密度であること、ホール内の一部にしか NVセンターが生成されないことが課題で

あった。本研究では、同手法においてエッチング条件並びに成長条件を変えることで、従来よりも高密

度な高配向率 NVセンターの生成に成功したので報告する。 

【方法】高純度(100)ダイヤモンド基板に Niをパターニングして堆積し、高温水蒸気雰囲気下でアニール

することで 4つの{111}面で囲まれた逆ピラミッド型のホール構造を形成した。その際、V字でなく底面

を残した形状のホール構造を形成した。その後、前回とは異なり窒素ドープ CVD成長を行って NVセン

ター層を形成した(Fig. 1参照)。生成した NVセンターの特性は、自作の共焦点顕微鏡を用いて評価した。 

【結果】Figure 2 に作製したサンプルの共焦点顕微鏡像を示す。ホール内の各{111}面に対し、斜面全体

への NV センターの生成に成功した。従来と比較してコヒーレンス時間 T2はあまり低下せず、NV セン

ターの密度 ρは 5倍以上に向上したため、感度のパラメータのひとつである ρ×T2を大幅に向上させるこ

とに成功した。これは底面を残した形状によって成長の開始端となるステップが多くなったこと、成長

時の窒素流入量を増加させたことに起因すると考えられる。また Fig. 3 に生成された NV センターの

ODMRスペクトルを示す。マイクロ波強度による影響を考慮し、ODMRのディップ面積の比から配向率

を求めたところ NVセンターの配向率は 4つの面でそれぞれ 95％以上が得られた。以上より、NVセンタ

ーの高密度化には底面を残した形状のエッチング、窒素ドープ CVD成長の有効性が示唆される。 
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Fig. 1 サンプル作製方法 

 
Fig. 2 共焦点顕微鏡像と

ODMRの測定点  
 

Fig. 3 各測定点での ODMRスペクトル  
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